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	课程名称：微纳制造技术
	课程类别（必修/选修）：选修
	课程英文名称：Micro/Nano Manufacturing Technology
	总学时/周学时/学分：24学时/2学时/1.5学分
	其中实验/实践学时：0
	先修课程：机械制造技术基础、工程材料及成型技术
	后续课程支撑：精密加工与测量技术
	授课时间： 2023年第一学期1-12周星期三5-6节
	授课地点：松山湖校区6C-402
	授课对象：2021机械设计3-4班
	开课学院： 机械工程学院
	任课教师姓名/职称： 赵愈亮/特聘副研究员
	答疑时间、地点与方式：松山湖校区6C-402
	课程考核方式：开卷（）闭卷（）课程论文（(）其它（ ）
	使用教材：《微纳米制造技术及应用》科学出版社
	教学参考资料：《微加工导论》科学出版社
	《微纳制造技术》课程教学目标
	支撑毕业要求指标点
	毕业要求
	3.2能够设计出满足特定需求的机械系统、单元（部件）和工艺流程，并能够在设计中体现创新意识；
	3设计/开发解决方案：能够设计针对机电产品设计、开发、制造、管理等过程中的复杂机械工程问题的解决方案
	3.3 能够在设计中考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。
	3设计/开发解决方案：能够设计针对机电产品设计、开发、制造、管理等过程中的复杂机械工程问题的解决方案
	目标一
	目标二
	大纲编写时间：2023年 8月 24日
	系（部）审查意见：
	了解微纳米尺度、微纳米制造技术的分类、微纳米制造的材料和工具等基础知识。掌握微纳米制造的基本概念和技
	了解微纳米尺度、微纳米制造技术的分类、微纳米制造的材料和工具等基础知识。掌握微纳米制造的基本概念和技

